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{57) Die Erfindung betririt eine Anordnung zur
Uberwachung des Auftrages von flieRfahigem Stoff,
welcher aus einer zur Schichttrageroberfidgche etwa
parallel beliebig bewegten Diise austritt. Ziel der Erfindung
ist es, den Gabrauchswert des Sensorkoptes zu erhohen
und den Aufwand fiir die Kontrolle des Stoffauftrages zu
verringern. Die erfindungsgemaRe Aufgabe wird cadurch
yalost, daB die zentrisch angeordnete Dise von
mindestens vier Sensoren umgeben ist, die Sensoren in
einer Ebene in Form eines gleichseitigen Vielecks
angeordnet sind, Strahlungsempfanger und -sender
darstellen, mit einer zn sich bekannten Ansteuer- und
Auswerteschaltung verbunden sind und durch die
Strahlengéange, die auf dem Schichttrdger einen
geschlossenen Folygonzug bilden, miteinander in
Wechselwirkung stehen. Sie sind so anreordnet, dald im
Strahlengang zwischen Sendern und E npféngern sowohl
der zwischen Dise und Schichttrager flieBende als auch
der in einem bestimmten Bereich in der Umgebung dear
Dise auf dem Schichttrager aufgetragene Stoff liegen.
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Patentanspriiche:

1. Anordnung zur Uberwachung des Auftrages von flieRfahigem Stoff, welcher aus einer zur
Schichttrdgeroberflache etwa parallel beliebig hewegten Diise austritt, unter Verwendung von
optoelektronischen Sensoren, gekennzeichnet dadurch, daf3 die Diise (10) in der Mitte von
mindestens vier Sensoren {4-9) angeordnet ist, die Sensoren in einer Ebene liegend in Form eines
etwa gleichseitigen Vielecks angeordnet und ihre Strahiengange eirerseits auf den Schichttrager
und/oder auf den aufgetragenen Stoff, andererseits auf den aus der Dise austretenden Stoff
gerichtet, miteiner an sich bekannten Ansteuer- und Auswerteschaltung verbunden sind und durch
die Strahlengénge, die auf dem Schichttrager einen geschlossenen Polygonzug bilden, miteinander
in Wechselwirkung stehen.

2. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daR die Diise (10) aus einem Werkstoff mit
hohem Transmissionsgrad besteht.

3. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daR die Serisoren (4-9) aus einem
sendenden und einem empfangenden Bauelement bestehen oder diese Bauelemente in einem
Bauelement integriert und/oder an Lichtleitfasern gekoppelt sind.

Hierzu 3 Seiten Zeichnungen

Anweandungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft die Uberwachung des Auftrages von flieBfdhigem Stoff, welcher aus einer zur Schichttrigeroberfliche
etwa parallel beliebig bewegten Dise austritt. Die Erfindung batrifft die Sensortechnik und ist insbesondere fiir den Auftrag von
Klebstoff geeignet.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Das automatische Auftragen von flieBf2higem Stoff, wie z.B. Klebstoff, erfordert Sensoren, die diesen Vorgang kontrollieren, Es
sind optoelektronische Lasungen bekannt, die das verschiedene Reflexionsverhalten von Schichttrdger und aufgetragenem
Stoff zur Auswertung heranziehen. So 2.B. eine Lésung, bei der der Diise, aus welcher der Stoff austritt, ein einziger optischer
Sender und ein Empfinger zugeordnet sind. Der Sender emittiert Strahlung und die vom aufgetragenen Stoff oder vom
Schichttréger reflektierte Strahlung wird empfangen. Da der eine Sensor fest mit der Diise verbunden iat, ist keine beliebige
Bewegung der Diise Uiber dem Schichttridger moglich.

Mitdem Sensorist nur der Zustand , Stoff auf Schichttrédger” erfaBbar. Weitere Zusténde, wie , Stoff aus der Diise ausgetreten®,
sind nicht erfaBBbar. Es ist keine Anordnung fiir Diise und Sensor bekannt, die eine beliebige Relativbewegung zwischen Diise
und 3chichttrager bei gleichzeitiger Uberwachung des Stoffauftrages zuliBt. Bei den bekannten Lésungen erfolgt der
Kontrollvorgang zeitlich getrennt vom AuftragsprozeR mittels einer separaten Einrichtung, die so gestaltet ist, daB die
Relativbewsgung zwischen Sensor und Schichttréger beim Kontrollvorgang die gleiche wie beim AuftragsprozeB ist. Durch die
zeitliche Trennung von Auftrags- und Kontrollproze8 ist ein direktes Riickwirken auf den Stoffauftrag nicht méglich.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung istes, den Gebrauchswert des Sensorkopfes zu erhéhen und den Aufwand fir die Kontrolle des Stoffauftrages
au verringern.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Losung anzugeben, die eine beliebige Relativbewegung zwischen Diise und Schichttrager
ermdglicht und ohne separate Kontrolleinrichtung funitioniert.

ErfindungsyemaR wird die Aufgabe dadurch gelést, daR die zentrisch angeordnete Diise von mindestens vier Sensoren
umgeben ist, die Sensoren in einer Ebene in Form eines gleichseitigen Vielecks angeordnex sind, Strahlungsempfinger und
-sender darstellen und mit ei 1er an sich bekannten Ansteuer- und Auswerteschaltung verbunden sind. Sendendes und
empfangendes Bauelerr ant kdnnen separat oder in einemn Bauelement integriert und an Lichtleitfasern gekoppelt sein. Sie sind
soangeordnet, d2Bim ¢ trahlengang zwischen Sendern und Empféngern sowoh! der zwischen Diise und Schichttriger flieRende
als auch der in einem Lestimmten Bereich in der Umgebung der Diis~» auf dem Schichttriger aufgetragene Stoff liegan, Besteht
die Diise aus einem durchsichtigen Werkstoff, so kann sie sich zwischen den Sensoren befinden, ansonsten ist sie oberhalb der
Sensoren angeordnet. Der aufgetragene Stoff wird von dem starr an der Diise angebrachten Sensorkopf gesticht. Hierzu werd=n
die Sensoren nacheinander in bestimmter Reihenfolge aktiviert:

Zunichst emittiert ein erster Sensor in Richtung sines ersten MeRfleckes Strahlung, und ein zweiter Sensor empfangt die vom
aufgetragenen Stoff und/oder Schichttriger reflektierte und remittierte Strahlung (im weiteren die vom Stoff susgehende
Strahlung genannt).
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Darauf emittiert ain (n—i)-ter Sensor (bei insgesamt vier Sensoren ein dritter Sensor} in Richtung eines (n—i)-ten MeBtleckes
(dritten MefBflecks) Strahlung, und ein n-ter Sensor {ein vierter Sensor) empfangt die vom Stoff ausgeheinde Strahlung. Danach
emittiert der n-te (vierte) Sensor in Richtung einas n-ten (vierten) MeRfleckes Strahlung, und der erste Sensor empfangt die vom
Stoff ausgehende Strahlung.

Dieser Vorgang wiederholt sich entsprechend der Anzahl der Vielecke, so daB die Strahleng#nge aus der Richtung der Diise auf
den Stoff betrachtet mindestens ein Vieleck (bei insgasamt vier Sensoren ein Viereck) bilden, und zuletzt emittiert mindestens ein
Sensor in Richtung des aus der Diise auftretenden Stoffes Strahlung, und ein beziiglich der Diise gegeniiberliegender Sensor
(dritter Sensor) empfangt die den Stoff transmittierende Strahlung.

Dadurch wird in der Umgebung der Diise ein konstruktiv testgelegter Bersich nach dem Vorhandensein von auf dem
Schichttrégar aufgetragenen Stoff abgesucht. Der zwischen Diise und Schichttriger flieBende Stoff wird mittels Durchstrahlung
erfaldt.

Ausfihrungshaispiel
In den Zeichnungen zeigen:

Fig.1: eine dreidimensionale Gesamtansicht der erfindungsgemafen Anordnung mit Schichttriger und Kiebstoffbahn,

Fig.2: die Anordnung der Sensoren im Sensorkopf (Schanittdarstellung zu Fig. 1) bei sachs Sensoren mit angedauteten
Strahlengéngen und MeBflecken,

Fig.3: die Mef¥flacke auf dem Schichttifiger zu Fig. 2.

Die erfindungsgamifie Anordnung wird am Beispiel des Auftrages von Klsbstoff erlautert. Der auf einen Schichttrager 2
aufzutragende Klebstoff 3 tritt aus einer bewegten Diise 10 aus, wodurch sich eine Stoffbahn 3 bildet. Die Diise ist von einem
Sensorkopf 1 umgeben, der mit sechs Sensoran 4 his 8 bastiickt ist, welche ein regelméBiges Sechseck bilden, wobai sich die
Miindung der Diise bei senkrechter Anordnung oberhalb der Ebene der Sensoren befindet. Die Sensoren sind an eine Ansteuer-
und Auswerteeinheit angeschlnssen. Jeder Sensor besteht aus Strahlungssender und -empfinger. Der aufgetragene Klebstoff 3
wird von dem starr an der Diise angebrachten Sensorkopf gosucht. Hierzu werden die Sensoren nacheinander in bestimmter
Reihenfolge aktiviart:

Zunéchst emittiert ein erster Sensor 4 in Richtung eires ersten MeBflecks 11 Strahlung, und ein zweite- Sensor 5 empfingt die
vom aufgetragenen Klebstoff 3 odar Schichttrdger 2 reflektieits und remittierte Strahlung.

Danach emittiert der zweite Sensor 6 in Richtung eines zweiten MeBfleckes 13 Strahlung, und ein dritter Sensor 6 empféngt die
vom aufgetragenen Klebstoff 3 oder Schichttriiger 2 reflektierte und remittierte Strahlung.

Darauf emittiert der dritte Sensor 6 in Richtung sinec dritten MeBflecks 15 Strahlung, und der erste Sensor 4 ampfiingt die vom
aufgetragenen Klebstoff 3 oder Schichttréger 2 reflektierte und remitt:erte Strahlung, so daB die Strahlengiénge aus der Richtung
der Diise 10 auf den Schichttriger z betrachtst ein gleichseitiyes Dreieck bilden.

Im AnschluB wiederholt sich 0.g. Vorgang mit drei weiteren Sensoren 7 bis 9, so dafl clem gleichseitigen Dreieck sin um €0°
gedrehtes gleichseitiges Dreieck Uiberlagert wird.

In sinem waiteren Schritt emittiert der Sensor 4 in Ricihtung des aus der Diise 16 austretenden Klebstoffes 3 Strahlung, und der
beziiglich der Diise 10 gegeniiberliegende Sensor 8 empfangt die den Klebstoff 3 transmittierende Strahlung. Das Gleiche
erfolgt mit den Sensoren 5 und 9 sowie 6 und 7.

Dadurch wird in der Umgebung der Diise 10 ein konstruktiv festgelegter Bereich nach dem Varhandensein von auf dem
Schichttriiger 2 aufgetragenem Stoff 3 abgesucht. Der zwischen Diise 10 und Schichttrager 2 flieBende Stoff 3 wird mittels
Transmission erfaf3t.

Vorteil der Erfindung ist die beliebige Relativbewegung zwischen Diise 10 und Schichttriger 2 einschlieBlich der beliebigen
Steilung 2wischen Diise 10 und Stoffbahn 3, wodurch auch dis Mglichkeit des direkten Einwirkens auf den AuftragsprozeR
besteht, da die Ergebnis:e der Kontrolle nicht erst nach Beendigung des Beschichtungsvorganges des gesamten Bauteiles
vorliegen.

Mit dem erfindungsgeméBen Sansor sind folgende Zustédnde erfalBbar:
— ,,Stoff auf Schich:triger” und
— ,Stoff aus der Dise ausgetreten”.
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